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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件是 GB/T 41869 《光学和光子学　微透镜阵列》的第 4 部分，GB/T 41869 已经发布了以下

部分：
第1部分：术语；—
第2部分：波前像差的测试方法；—
第3部分：光学特性测试方法；—
第4部分：几何特性测试方法。—

本文件修改采用 ISO 14880﹘4：2006《光学与光子学　微透镜阵列　第 4 部分：几何特性测试

方法》。
本文件与 ISO 14880﹘4：2006 相比，做了下述结构调整：

第5章对应ISO 14880﹘4：2006的5.4；—
6.2.1对应ISO 14880﹘4：2006的5.1.1.1；—
6.2.2对应ISO 14880﹘4：2006的5.1.1.2和5.1.1.3；—
6.2.3对应ISO 14880﹘4：2006的5.1.1.2；—
6.3对应ISO 14880﹘4：2006的5.1.2；—
6.4.1对应ISO 14880﹘4：2006的6.1.1；—
6.4.2对应ISO 14880﹘4：2006的6.1.2；—
7.1对应ISO 14880﹘4：2006的5.2.1；—
7.2、7.3对应ISO 14880﹘4：2006的6.2；—
8.1对应ISO 14880﹘4：2006的5.3.1；—
8.2.1对应ISO 14880﹘4：2006的5.3.2.1；—
8.2.2对应ISO 14880﹘4：2006的5.3.2.2；—
8.3对应ISO 14880﹘4：2006的5.3.2.3；—
8.4对应ISO 14880﹘4：2006的6.3；—
第9章对应ISO 14880﹘4：2006的第7章；—
第10章对应ISO 14880﹘4：2006的第8章；—
附录A对应ISO 14880﹘4：2006的附录B；—
附录B对应ISO 14880﹘4：2006的附录A。—

本文件与 ISO 14880﹘4：2006 的技术差异及其原因如下：
用规范性引用的GB/T 41869.1—2022代替了ISO 14880﹘1（见第3章），以适应我国的技术

条件；
—

删除了术语“微透镜阵列厚度”（见ISO 14880﹘4：2006的3.3），以适应我国的技术条件；—
更改了干涉测量方法的要求，并将资料性引用的ISO 14880﹘2和ISO/TR 14999﹘1调整为规范性引

用的GB/T 41869.2和ISO/TR 14999﹘1：2005（见8.2.1），以适应我国的技术条件；
—

更改了温度要求（见第5章），在20℃基础上增加了±2℃的区间，考虑到实际测试中温度仪器

的误差对结果的影响；
—

增加了“间距和表面浮雕深度的测量”的概述（见6.1），说明了接触式轮廓仪和共焦显微镜

两种测试方法的适用场景，便于读者根据实际情况选择相应的测试方法；
—

增加了“共焦显微镜测试方法”的测试准备（见6.3.5），为便于读者理解并操作；—
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增加了测试设备中“共焦显微镜和显微镜”的制造商和型号（见第10章），以适应我国的技术

条件；
—

增加了干涉光学测试方法（见附录B），以适应我国的技术条件、增加可操作性；—
删除了“基于斐索干涉仪的曲率半径测试方法”中的夏克﹘哈特曼设备（见 ISO 14880﹘4：
2006的附录A），该设备不属于干涉仪测试设备范畴。

—

本文件做了下列编辑性改动：
删除了3.1的注2；—
删除了3.2的注3；—
将ISO 14880﹘4：2006中6.1.1的段调整为列项形式表述（见6.4.1）；—
将ISO 14880﹘4：2006中6.3的段调整为列项形式表述（见8.4）。—

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会（SAC/TC 103）归口。
本文件起草单位：西安应用光学研究所、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、西南技术物理研究

所、中国兵器工业标准化研究所、广东欧谱曼迪科技股份有限公司、浙江伟星光学股份有限公司、艾普

光学科技（厦门）有限公司、深圳市东正光学技术股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、固

高科技股份有限公司。
本文件主要起草人： 彭富伦、张为国、叶大华、孟银霞、任均宇、孟凡萍、汪巘松、吴建斌、

曹毓、金利剑、李泽源、土克旭。
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引　　言

微透镜阵列是阵列光学器件中一类重要的光学元件，以单个透镜，两个或多个透镜阵列的形式，广
泛应用于三维显示、与阵列光辐射源和光探测器相关的耦合光学、增强液晶显示和光并行处理器元件。

随着科技不断进步，有必要制定一套技术内容与国际接轨的国家标准，这样既有利于推动我国微透

镜阵列行业规范有序发展，又能更好地促进相关领域的贸易、交流和技术合作。GB/T 41869《光学和

光子学　微透镜阵列》就是在此背景下起草制定的，微透镜阵列标准拟由以下 4 个部分组成。
第1部分：术语。目的在于通过定义微透镜及其阵列的基本术语，促进微透镜阵列产品的应

用，有助于科研工作和行业从业者在共同理解的基础上交流概念。
—

第2部分：波前像差的测试方法。目的在于通过规范波前像差的测试方法，明确微透镜的基本

性能特征。
—

第3部分：光学特性测试方法。目的在于通过规范主要光学特性指标的测试方法，提高不同供

应方产品的兼容性和互换性，促进微透镜阵列技术进步。
—

第4部分：几何特性测试方法。目的在于通过规范主要几何特性指标的测试方法，规范不同供

应商产品性能的一致性，拓展其应用领域。
—
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光学和光子学　微透镜阵列

第 4 部分：几何特性测试方法

1　范围

 

本文件描述了测试参数、测试原理、测试设备、测试准备，描述了测试程序及测试结果告等内容。
本文件适用于表面浮雕结构的微透镜阵列和梯度折射率微透镜阵列几何特性的测试。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。 
GB/T 41869.1—2022　光学和光子学　微透镜阵列　第 1 部分：术语（GB/T 41869.1—2022,

ISO 14880﹘1:2019，MOD）
GB/T 41869.2　光学和光子学　微透镜阵列　第 2 部分：波前像差的测试方法（GB/T 41869.2—2022,

ISO 14880﹘2:2006，MOD）
ISO/TR 14999﹘1：2005　光学和光子学　光学元件和光学系统的干涉测量　第 1 部分：术语、定

义和基本关系（Optics and photonics—Interferometric measurement of optical elements and optical sys﹘
tems—Part 1: Terms, definitions and fundamental relationships）

3　术语和定义

 

GB/T 41869.1—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
注1：本文件采用的符号是描述微透镜阵列几何特性的，其中有些可能并不是通用的描述表面结构测量的符号。
注2：本文件使用 Px，Py 和 h来描述表面结构测量中的几何参数。Px，Py 是间距，定义见 3.1。h是表面浮雕深度，

定义见 3.2。微透镜阵列的几何参数见图 1。

 
标引序号说明：

1 ─基片；

Tc ─物理厚度；

Rc ─曲率半径；

Px，Py ─间距；

h ─表面浮雕深度（透镜矢高）。

图 1　微透镜阵列的几何参数
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